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１．概要（Summary）

内部に数十 nm 寸法のミクロ相分離構造を有する光硬

化膜・コーティングを対象に、ドメイン構造および組成と機

械特性の相関を明らかにすることを目的とする。特に硬度

に寄与する架橋密度およびスペーサー長の影響につい

て検討する。一般的には鉛筆硬度試験が汎用手法であ

るが、対象となるコーティング厚みが 30m 以下と薄く、再

現性と定量性が低い。このような状態でも測定を可能とす

る実験方法について相談した。

相談の結果、5,6 官能アクリレート DPHA にポリブ

チルアクリレート(PBA) 15 wt%を添加し、汎用光ラジ

カル発生剤 HCPK を用いて光硬化することで解決で

きる見通しを得た。

さらに、ナノテクノロジー研究センターで保有して

いる薄膜物性評価装置(マイクロビッカース硬度計)が適

用できる可能性があることの提案を受けた。実際に、マイ

クロビッカース試験(NEC 三栄製、ダイヤモンド針:対

稜角 80°、曲率半径 100 nm)で硬度計測を行った。測定

結果から、下地基板の影響が上の膜特性に影響を与え

てしまうことがわかった。これを避けるため、硬い基

板を用いて測定を行うことも重要であるという提案

も頂いた。

２．実験（Experimental）

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞

３．結果と考察（Results and Discussion）

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞
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